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１．概要（Summary） 

多軸変位計測センサであるサーフェスエンコーダには，

スケール格子として2軸格子が用いられる[1]．エンコーダ

による広範囲計測を実現するためには，大面積 2 軸格子

の製作手法を確立する必要がある． 

今回，2軸ロイドミラー干渉計を用いて，100 mm×100 

mmの範囲において格子ピッチ 1 mの 2軸格子を製作

し，マルチビームレーザー干渉リソグラフィに基づく大面

積 2軸微細格子製作手法の有効性を検証した． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  両面アライナ露光装置一式 

 

【実験方法】 

100 mm×100 mmのガラス基板にポジ型フォトレジス

トをスピンコートし，これを干渉計に設置して干渉露光を

行った後，NaOH溶液により現像した． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した格子を Fig. 1 に示す．また，それぞれの位

置での光学顕微鏡画像を Fig. 2 に示す．100 mm×

100 mmの描画範囲において，設計通りの 2軸構造が作

製に成功した． 

本実験を通して，提案手法の有用性を検証することが

できた． 

 

４．その他・特記事項（Others） 

参考文献 
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(2013) pp.771-781. 

 

 

Fig. 1： A photograph of the fabricated 2D scale 

grating. 

 

Fig. 2： Microscopic images of the 2D grating 

structures at each position in Fig. 1. 
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